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 使用装置
本システムは、ガスクロマトグラフNexis GC-2030をベー

スに構成されています。拡張性が高く3つのTCDを温調する
ことが可能で、良好な分析性能を実現できます。 3つの検出
器にそれぞれ対象成分に最適な分離カラムが搭載されてい
ます。バルブシステムで試料ガスの自動サンプリング、３
系列へのガス注入、システムに水や高沸点成分等の、測定
対象外成分の系外排出（プレカット）などを自動で行うこ
とができます。

ここでは水素(H2)、酸素(O2)、窒素(N2)、一酸化炭素(CO) 、
二酸化炭素(CO2）、メタン(CH4）、エチレン(C2H4）を分析
する場合のシステムについてご紹介します。

図1 に装置外観を、図2に流路構成図を示します。

メタネーションガス評価システムのご紹介
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図2 メタネーションガス評価システム流路概念図

 分析の流れ
独立した流路が3系列あり、それぞれ分析対象成分が異

なります。1系列目はHeキャリヤガスを用い、O2 、 N2 、
CH4 、COを分析します。2系列目はHeキャリヤガスを用い、
CO2とC2H4を分析します。3系列目はN2キャリヤガスを用
い、H2を分析します。

①サンプリング
各バルブを切り替え、サンプルガスを各系列のプレカ

ラム及び分析カラムに導入します。
②プレカット

各バルブを最適なタイミングで切り替え、高沸点や水
分等の測定対象成分以外の残存成分をVentから排出しま
す。

③検出
各分析カラムで分離した測定対象成分をそれぞれの

検出器で検出します。

図1 メタネーションガス評価システム装置外観

 メタネーション実験等で測定される水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、エチレンを分析周期
5分で測定できます。

 水分、高沸点の不純物はプレカット機構により排出され、長期安定性を実現します。
 1台のGCにTCD検出器が3つ搭載されており、省スペースで分析ができます。

 はじめに
メタネーション技術とは温暖化ガスである二酸化炭素を

原料として、都市ガスの主成分となるメタンを生成する技
術です。二酸化炭素の再利用技術として、脱炭素社会実現
のため研究開発が活発に進められています。

メタネーションガス評価システムはこのアプリケーショ
ンに最適化されたGCシステムです。ここでは本システムに
ついてご紹介いたします。
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図3  混合標準ガスのクロマトグラム

表2 混合標準ガスの繰り返し再現性

名称 各部流量

TCD VENT流量 すべて約15 mL/min

各VENT流量 約30 mL/min

MC1,MC2,MC3温度 すべて50℃

各部条件 TCD1 TCD2 TCD3

TCD温度 80℃ 80℃ 80℃

カレント電流 140mA 140mA 140mA

標準ガスの測定結果
表1に各成分の測定範囲の一例を示します。図3に混合標

準ガスのクロマトグラムを示します。5分以内に目的成分が
溶出しているのがわかります。

表１ 測定範囲の一例

測定成分 測定範囲(%) 検出下限(%)＊
H2 0.05～100 0.01

O2+Ar 0.25～1 0.05
N2 0.05～1 0.01
CH4 0.05～100 0.01
CO 0.05～100 0.01
CO2 0.05～100 0.01
C2H4 0.05～100 0.01

＊ 検出下限は、図3のデータからS/N=2の濃度を算出

表2にスタンダードガスの6回のリテンションタイムと面
積値の繰り返し再現性を示します。両者とも非常に良好
な%RSDを示しています。

表3に分析条件を示しました。

表3 分析条件

面積値(μV*s）

TCD1 TCD2 TCD3

O2 N2 CH4 CO CO2 C2H4 H2

濃度
(%) 1.02 1.01 20.3 0.0507 10 0.0493 Balance

1 5,683 5,926 107,749 297 65,453 352 462,368

2 5,685 5,931 107,718 294 65,413 361 462,158

3 5,685 5,917 107,632 295 65,366 357 462,280

4 5,685 5,923 107,696 294 65,412 360 461,886

5 5,689 5,926 107,777 295 65,406 346 462,323

6 5,691 5,929 107,727 291 65,404 355 461,637

平均 5,686 5,925 107,716 294 65,409 355 462,109

%RSD 0.051 0.086 0.046 0.675 0.0422 1.543 0.0624

その他の成分について
今回測定した化合物に加え、エタン(C2H6)、アセチレン

(C2H2)等も一斉測定が可能です。その場合分析時間は長く
なります。

まとめ
3系列の分離カラムと検出器を搭載したメタネーションガス

評価システムにより、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸
化炭素、メタン、エチレンを分析周期5分で測定できました。

水分、高沸点の不純物を、プレカット機構により排出し、
分析時間の短縮と長期安定性を実現しました。

1台のGCにTCD検出器が3つ搭載されており、省スペースで
の分析が可能になりました。
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